























ログラフィーを用い、Si 基板へのレーザー照射時刻に対する EUV-FEL 照射時刻の時間
差(遅延時間)を制御することにより、ピコ秒の時間分解能を可能にした。各遅延時間にお
いて、二次元 CCD 検出器で測定されたホログラムデータを、フレネル‐キルヒホフ積分
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